4. szam\ melléklet

Nanoporok és kisérleti termékek eloallitasa

A projekt fo célja:
Nanopor eldallitasi technologidk kidolgozasa ipari méretekben.

* Nanoporok el6éallitdsa nagy stirliségli &ram (~ 1010 A / cm2 ) impulzusok
alkalmazasaval

* Nanoszerkezetli keramidk eldallitasa CO, impulzus l1ézer alkalmazasaval

» Kisérleti termékek eldallitdsa nanoporok magneses impulzus kompresszid (Magnetic
Pulsed Compaction MPC) ¢és adiabatikus hokezelés alkalmazaséaval.

Orvosi protézisek eléallitasa szuperplaszticitasi modszerekkel

A projekt fo célja:
Szuperplaszticitason alapul6 technologia alkalmazasa orvosi protézisek eldallitasara, Ti és Ti-
Otvizet nanoporok és nanoszerkezetli fémek felhasznalasaval.

A Ti és Ti alapu oOtvozetek nem toxikusak az emberi szervezetre, jO az ellenallasuk a
korrozidval szemben és jO a bio-kompatibilitdsuk. A szuperplaszticitdson alapuld gyartasi
technologiaval olyan nanoszerkezeti anyagokat lehet eldallitani, amelyek feliilmuljak a
hagyomanyos Ti és Ti-6tvozetek mechanikai tulajdonsagait.

Nano-diszpergacios technologia tobb komponenst folyadékokra

A projekt fo célja:
Kompozit anyagok eldallitasa nano-enkapszulalt szerkezetben, impulzus-kavitacios
folyamatok alapjan folyékony kdzegben.

A hidrodinamikus (impulzus) kavitaci6 a folyadék fazisban képzddd buborékok képzddésén,
novekedésén ¢€s hirtelen Osszeomldsan alapszik. A nano-diszpergacidos modszerek
alkalmazésai: folyadékok baktérium mentesitése, gyogyszer alkalmazasok és nano-
enkapszulécio tobb komponensii folyadék rendszerekben.

Metroldégia nanotechnologiai alkalmazasokra

A projekt fo célja:
Kalibracios mérdmaodszerek, standardok és szabvanyok kidolgozésa a nanoméretek
tartomanyaban.

» kalibracios mérOdmodszerek kifejlesztése a nano-méteres tartomanyban scanning
electron microscopy (SEM) alkalmazésokra,

» kalibracios modszerek kifejlesztése a nano-méteres tartomanyban atomic force
microscopy (AFM) alkalmazasokra,

* interferometrikus ¢és fazis-mérd technika kifejlesztése nano-méter 1éptekii
anyagvaltozasok ¢és eltolddasok mérésére, mérési tartomany: 0-3000 nm, felbontas: 0,1
nm, hibahatar: 0,5 - 2 nm,

* virtudlis scanning electron microscope kifejlesztése

» virtudlis scanning probe microscope kifejlesztése



